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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成20年12月4日(2008.12.4)

【公開番号】特開2006-134877(P2006-134877A)
【公開日】平成18年5月25日(2006.5.25)
【年通号数】公開・登録公報2006-020
【出願番号】特願2005-311205(P2005-311205)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  49/04     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  27/62     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  49/10     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ  49/04    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  27/62    　　　Ｇ
   Ｈ０１Ｊ  49/10    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年10月20日(2008.10.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体部分と、
　該本体部分から延びて、高分子材料を含む先端部分と、
　該先端部分を実質的に選択的に被覆する疎水性コーティングとを有することを特徴とす
る質量分析システムのためのエレクトロスプレー装置。
【請求項２】
　前記先端部分が、前記本体部分と一体化して形成されることを特徴とする、請求項１に
記載のエレクトロスプレー装置。
【請求項３】
　前記高分子材料が、ポリイミド及びポリケトンから構成されるグループから選択される
ことを特徴とする、請求項１に記載のエレクトロスプレー装置。
【請求項４】
　前記疎水性コーティングが、非導電性であることを特徴とする、請求項１に記載のエレ
クトロスプレー装置。
【請求項５】
　前記疎水性コーティングが、疎水性表面が提供し、該疎水性表面が、２０ｍＮ／ｍ未満
の表面エネルギを有することを特徴とする、請求項１に記載のエレクトロスプレー装置。
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